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Uktady MikroElektroMechaniczne (ang. MicroElectroMechanical Sysyem, MEMS) to nowoczesne
struktury, znacznie mniejsze, lzejsze, ale i szybsze niz ich odpowiedniki makroskopowe. To niewielkie
przetworniki, ktorych zadaniem jest przetworzenie sygnatu mechanicznego na elektryczny. Doktadnos¢ tej
konwersji wyznacza rozdzielczosé, tj. najmniejsza porcja wybranej wielko$ci fizycznej jakag mozna zmierzy¢
z udziatem tego przetwornika. Chcgc jednak podaé doktadng warto$¢ tej zmiany w sensie metrologicznym
potrzebny jest wzorzec. O ile dtugo$¢ doczekata si¢ bezwzglednego poréwnania — 1 m to odlegltosé, jaka
pokonuje $wiatto w prozni w czasie 1/299 792 458 s, tak wzorzec masy nadal jest fizycznym obiektem,
nieodniesionym do zadne;j statej lub mierzalnej wielkosci fizyczne;j.

Nieporeczno$é to jedno. Odwaznik wzorcowy wykonany ze stopu platynoirydowego, mimo
wyszukanych sposobow odizolowania od wszystkich narazen, nie jest stabilny (jego masa w rzeczywistosci
ro$nie z czasem). Wazniejsze jest jednak to, ze probujac uchwyci¢ zmiang masy rze¢du nano- lub pikograméw
wydaje si¢ to niemozliwe. Jak zatem znalez¢ odniesienie?

Naukowcy proponujg dwa rozwigzania [1]. Pierwszy - projekt ,,Avogadro” zaktada zliczenie atomow
kilogramowej kuli wykonanej z czystego krzemu [2]. Drugi, wprowadzony i rozwijany przez Narodowy
Instytut Standarddéw i Technologii (ang. National Institute of Standards and Technology, NIST), mase
proponuje wylicza¢ z uzyciem pradowej wagi Watta [3,4], rownowazac cig¢zar sitg dziatajaca na przewodnik
z pradem w polu magnetycznym. Trudnoscig w zastosowaniu tego rozwigzania w praktyce laboratoryjnej jest
wielko$¢ skonstruowanego urzadzenia, oraz jego niedostepnos¢ szerszemu gronu odbiorcéw [5]. Stad pomyst
na powigzanie bezposrednio masy (przez cigzar) z sita Lorentza, ale w mikroskali. Czym wzorcowac? Jakie
odniesienie pozwoli z jednej strony na uzyskanie jak najlepszej rozdzielczosci, z drugiej bedzie wzorcem
szeroko dostepnym i wygodnym w uzyciu?

Autorka pracy proponuje zastosowanie jako wzorca sity fotonow, wynikajacej z kwantowego efektu
dziatania cisnienia promieniowania. W jaki sposob? Strumien fotonow o okreslonej mocy optycznej odbija si¢
od powierzchni sprezystej mikrobelki. Dochodzi do zmiany pedu, ktora bezposrednio przektada sig
na dziatanie sity — sity fotonow. Jesli $cisle zdefiniowana jest moc optyczna — znana jest rowniez sita. I tak
mozliwe staje si¢ wyznaczenie najwazniejszego parametru mechanicznego jakim jest sztywnos¢. Co wigcej,
otwiera si¢ temat ogdlnego i podstawowego zagadnienia w postaci pomiaru oddziatywan optomechanicznych
MEMS-$wiatto, tak waznych podczas wszystkich optycznych pomiarow wychylen.

Podsumowujac zatem: celem doktoratu jest stworzenie demonstratora w postaci mikrowagi Watta,
niewielkiego i przenosnego uktadu MEMS — sprezystej mikrodzwigni ze zintegrowang sciezkq przewodzgcg
prad, ktorej ugiecie moze by¢ kontrolowane (prgdowo) przez zanurzenie w polu magnetycznym o znanej
indukcji, sparametryzowanej przez uzycie wzorca w postaci sity fotondw. Celem projektu sq teoretyczne
badania zagadnienia oddziatywan optomechanicznych MEMS-swiatlo.
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